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Caracteristicas de una Onda
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Ecuaciones de Maxwell

V.E = V.B=0
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Fuentes de campo

Electrostatica y Magneto estatica.

* Cargas.
* Corrientes.

Electrodinamica y Magneto dinamica.

* Campo eléctrico.
* Campo magnetico




Propiedades de la materia

* Polarizabilidad:

Densidad de dipolos eléctricos.
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En el vacio En la materia Optica lineal
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Donde la velocidad de propagacion viene dada por:




Solucion ecuacion de onda con
j=0yp=0
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Indice de refraccion
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En general
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Intensidad de luz
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En metales

Ley de ohm en forma diferencial Tabla de clasificacion
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Relacion constantes opticas

Constante
Optica

Relaciones  ......

Indice de Refraccién (N): Propiedad de desviar un haz de luz y/o absorberlo.

Constante Dieléctrica (¢): Cantidad vinculada a la facilidad de orientar
dipolos eléctricos.

Conductividad eléctrica (o) : Libertad de desplazamiento por parte de los
electrones de valencia.

Coeficiente de extincion (a): Disminucién de la intensidad de la luz.



Polarizacion OEM
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Formalismo de Stokes y jones

= Jones: Matriz 2x1 configurada a partir de las componentes de
E.
E
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* Stokes: Matriz 4x1 configurada a partir de la intensidad de luz.
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Instrumentos opticos

Fuente: Fuente de la OEM.

Polarizador [P]: Polariza linealmente |la OEM dada por la fuente, con
una contribucion tipo p y tipo s.

Compensador [C]: Establece un retardo entre las componentes tipo
pytipos.

Muestra [M]: Objeto de estudio.
* Analizador [A]: Polarizador lineal.

* Detector: Detecta la intensidad de la luz.




Reflexion
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Elipsometria

~ Técnica de medicion de los angulos ¥ y A con el fin de
determinar las constantes Opticas, a partir del cambio del
estado de polarizacion del vector de campo eléctrico
descomponiéndolo en las componentes tipo (p) v tipo (s) del
campo eléctrico.

Principalmente se clasifican dos tipos de técnicas:

- Elipsometria Nula: Se configura de tal forma que la intensidad
medida sea nula.

- Elipsometria fotométrica: Se rota uno de los componentes de
tal forma de obtener la relacion entre el Angulo vs la
intensidad.
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Elipsometria nula
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Configuracion PSA
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Elipsometria Fotometrica
(Analizador rotatorio)

| X sample Loyt = [A] [RA] [S] [R—P] [P] [Lin]
?\\ !b /& Ya /}”
| ’ ~'\ Qi // .
»h “ \'\/ i / ,' ;
: {é.‘\: | / % A I(t) =1,(1+ S1Cos(2wt) + SySen(2wt))
\ \ “‘ ’ ‘;,
N iensator "'/ Sl = _COS (ZLP)
source polarizeragr) analyzer

detector Sz = Sen(Z‘P)COS(A)

o L ®) i)

T R ac0s(2001)
-1 o Bsin(2wmr)

0 30 60 90 120 150 18




Elipsometria Fotométrica
(Compensador rotatorio)
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Modelos Microscopicos

» Lorentz: Oscilador-armoénico-amortiguado-forzado  «materiales
dieléctricos».
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http://www.compelect.com.co/blog/2017/05/como-s
mular-un-sistema-masa-resorte-con-simulink/

* Drude: Electrones libres sometidos a una fuerza externa y una
fuerza viscosa «materiales conductores».
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Lorentz «dieléctricos» Drude «conductores»
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Elipsometria espectral

= El caracter espectral viene dado por |a variacion de la longitud
de onda incidente sobre la muestra y la respectiva medicidn
de la reflectancia.
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